
U
VOCE 

TARIFF. DESCRIZIONE PRESTAZIONE

U.M.
(es: €/ora, 
€/camp, 
€/cad)

IMPORTO AL 
NETTO 

DELL'IVA

U.1 Deposizione di Film sottili di Nitruri Semiconduttivi: GaN, AlGaN, 
InGaN, InN. Spessori nominali da 10 nm a 3000 nm  €/camp  €    3.000.00 

U.2 Deposizione di Eterostrutture a film sottile di Nitruri Semiconduttivi: 
GaN, AlGaN, InGaN, InN. Spessore Max 2000 nm  €/camp  €    3.000.00 

U.3 Scansione al microscopio a forza atomica (AFM) con risoluzione 
nanometrica  €/scan  €       150.00 

Il tariffario in vigore è stato approvato dal Consiglio di Ammnistrazione il 17/06/2025. La tariffa è da 
intendersi al netto dell'IVA. La tariffa include il costo di esercizio e il costo orario del personale coinvolto.

LABORATORIO PER LA FABBRICAZIONE E LO STUDIO DI 
MATERIALI ED ETEROSTRUTTURE A SEMICONDUTTORE 

(4MAT)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA
Dipartimento di Scienza dei Materiali

Via Roberto Cozzi, 55 - 20125 Milano - Italy
www.mater.unimib.it

Si prega di inviare richieste di informazioni e di preventivo (indicando nominativo, indirizzo, C.F. o 
P.IVA,firma del richiedente) a:

Servizi per le Imprese ed Enti Esterni
servizi-imprese.mater@unimib.it
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